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(57) Abstract: The invention relates to a vacuum coating system for coating elongate substrates, said vacuum coating system having 
one or several coating sections and one or several pump sections, at least one magnetron in an arrangement as sputter-down -variants 
above the substrate which has a target surface opposite the upper side of the substrate and/or comprising an arrangement as sputter-up- 
variants below the substrate which has a target surface opposite the lower side of the substrate and a transport device. The aim of 
the invention is to form an inline coating system for the two lateral coatings of elongate substrates, wherein construction costs and 
space required are reduced. The aim of the invention is achieved by virtue of the fact that the transport device (9) is arranged in a 
divided manner on a drive plane (10) and on a transport plane (11). The drive plane (10) is arranged in such a manner that in the 
sputter-up- variants, the underside of a magnetron body containing the magnetron (4) lies above the drive plane (10). 
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(57) Zusammenfassung: Der Erfindung, die eine Vakuumbeschichtungsanlage zur Beschichtung langserstreckter Substrate mit ei- 
ner oder mehreren Beschichtungssektionen und einer oder mehreren Pumpsektionen, mit mindestens einem Magnetron in einer An- 
ordnung als Sputter-down- Variante oberhalb des Substrates mit einer der Oberseite des Substrats zugewandten Targetflache und/oder 
mit einer Anordnung aJs Sputter-up- Variante unterhalb des Substrates mit einer der Unterseite des Substrats zugewandten Target- 
flache und einer Transporteinrichtung betrifft, liegt die Aufgabe zugrunde, eine Inline-Beschichtungsanlage fur die Zweiseitenbe- 
schichtung von langserstreckten Substraten zu gestalten, bei der der konstruktive Aufwand und der Platzbedarf verringert werden. 
Die Aufgabe wird dadurch geldst, dass die Transporteinrichtung (9) in einer Antriebsebene (10) und in einer Trans portebene (11) 
unterteilt angeordnet ist, wobei die Antriebsebene (10) so angeordnet ist, dass in der Sputter-up- Variante die Unterseite eines das 
Magnetron (4) beinhaltenden Magnetronkdrpers oberhalb der Antriebsebene (10) liegt. 



